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Labortronic Laboratoria Wzorcujace Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spétka Komandytowa
ul. Cieszynska 367, lok. 204, 43-382 Bielsko-Biata

. . . Niepewnos$¢ Kat. .
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. Metoda pomiarowa
pH
pehametry S 1IFI2
-ph 0+14 0,003 metoda elektryczna
- napigcie state (1999 + 1999) mV 0,2 mvV
przewodno$¢ elektryczna wiasciwa (konduktometria)
konduktometry (1+9,99) uS/cm ‘ 0,16 % S | IIFI3
(0,01 + 500) mS/cm 0,11 % metoda elektryczna
diugosé
plytki wzorcowe klas 0, 1, 2 S /DI
- stalowe . /0,066 +0,85% 12 um
plytki wzorcowe kias 1, 2 0.5+ 100) mm gdzie | wm
- ceramiczne
i 1,2 \/ﬁ 1/D/4
?gttal?o v“v;orcowe klas (125 + 500) mm 0,187 + 1,10 - 12, om S ID/I40
gdzie lwn W m
przyrzady suwmiarkowe: (0 + 150) mm 8 pm S 1/IDI3
suwmiarki (0 + 300) mm 11 pm
wysokosciomierze suwmiarkowe (0 + 600) mm 18 ym
(0 +1000) mm 29 ym
przyrzady suwmiarkowe: (0 + 150) mm 8 pm S 1/IDI3
gtebokosciomierze suwmiarkowe (0 + 300) mm 11 pm
(0 + 600) mm 18 pm
wysoko$ciomierze cyfrowe (0 + 1000) mm (2+ 3-L) pm S,P 1/DI41
gdzie Lwm
mikrometry zewnetrzne (0 + 25) mm 1,0 ym S 1/DI2
(25 + 50) mm 1,5 ym
(50 = 75) mm 2,2 uym
(75 + 100) mm 2,9 ym
(100 + 125) mm 3,5 um
(125 + 150) mm 4,2 pym
(150 = 175) mm 4,9 um
(175 + 200) mm 5,5 ym
(200 + 225) mm 6,2 pm
(225 + 250) mm 6,8 pm
(250 + 275) mm 7,5 pm
(275 + 300) mm 8,2 ym
mikrometry wewnetrzne (5% 55) mm 1,2 ym S 1IDI2
gltowice mikrometryczne (0 + 50) mm 1,0 um S 1IDI38
(0 + 100) mm 1,0 um
czujniki cyfrowe o rozdzielczo$ci 0,01 mm © (0+13) mm 2,8 uym S,P 1ID/I4
(0+27) mm 2,8 ym
(0 + 50,8) mm 3,1 ym
czujniki analogowe o wartosci dziatki (0+3)mm 3,5 ym S, P IIDI4
elementarnej 0,01 mm © (0+10) mm 3,5 ym
(0 + 50) mm 4,0 pm
czujniki analogowe o wartosci dziatki (0 + 5) mm 0,7 pm S /D11
elementarnej 1 pm 7
czujniki analogowe o wartosci dziatki (0= 10) mm 2 pym S 1/IDI11
elementarnej 0,01 mm 7 (0 +100) mm 3 pm
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem (0+2) mm 1,3 ym S 1IDI15
o wartosci dziatki elementarnej 0,01 mm 7
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem (0+2) mm 0,7 ym S 1IDI15
o wartos$ci dziatki elementarnej 0,002 mm 7
czujniki analogowe z uchylnym trzpieniem (0+2) mm 0,7 pm S /D15
o warto$ci dziatki elementarnej 1 pm 7
czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 0,01 mm 7 (0 +100) mm 8,5 ym S /D11
czujniki cyfrowe o rozdzielczosci 1 um 7 (0 + 50) mm 1,4 ym S 1/DI11
(0 +100) mm 2,1 ym
$rednicéwki czujnikowe z czujnikiem (0+18) mm 3,3 uym S 1IDIS
analogowym o wartos$ci dziatki elementarnej (18 = 160) mm 4,8 ym
0,01 mm
$rednicéwki czujnikowe z czujnikiem (0+18) mm 1,3 pm S 1/IDI5
analogowym o wartos$ci dziatki elementarnej (18 + 160) mm 3,4 pm
0,001 mm
$rednicéwki czujnikowe z czujnikiem cyfrowym (0+18) mm 9,2 ym S I/IDI5
o rozdzielczosci 0,01 mm (18 + 160) mm 9,7 pm
$rednicéwki czujnikowe z czujnikiem cyfrowym (0+18) mm 2,5pum S I/IDI5
o rozdzielczosci 0,001 mm (18 + 160) mm 4,2 pm
$rednicéwki mikrometryczne tréjpunktowe (4+10) mm 2,3 pm S 1/IDI13
(10,1 + 20) mm 2,5pum
(20,1 + 40) mm 3,7 um
(40,1 + 70) mm 2,7 pm
(70,1 + 100) mm 41 um
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Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pT;?:xnga% I'.(:tt. Metoda pomiarowa
Srednicéwki czujnikowe tréjpunktowe (6 + 10) mm 2,3 um S 1/IDI13
(10,1 + 20) mm 2,5um
(20,1 + 40) mm 3,7 pum
(40,1 + 70) mm 2,7 pm
(70,1 + 100) mm 41pm
$rednicéwki mikrometryczne dwupunktowe (0+75) mm 1,0 um S 1/DI35
(75 + 250) mm 2,0 pum
(250 + 400) mm 3,0 um
(400 + 500) mm 3,2 pm
szczelinomierze (0,01 + 2) mm 2pm S 1/D/6
rzymiary wstegowe S 1/D/I10
RISy W isg (0 + 5000) mm 10092 +0,0152 .12 mm
gdzie lwm
(5000 + 10000) mm J0,162 +00152 .2 mm
gdzie Ilwm
przymiary pétsztywne S 1/DI24
(0 + 5000) mm J0,162 +00152 .12 mm
gdzie lwm
przymiary sztywne S 1/DI26
(0+ 1500) mm ‘/0,079z +0,0062 -2mm
gdzie lwm
gltebokosciomierze mikrometryczne (0 + 25) mm 1,3 ym S /D18
(25 + 50) mm 1,5 ym
(50 + 75) mm 1,8 ym
(75 + 100) mm 2,1 ym
(100 = 125) mm 2,5 pym
(125 + 150) mm 2,8 pm
(150 + 175) mm 3,2 ym
(175 + 200) mm 3,5 um
(200 = 225) mm 4,0 ym
(225 + 250) mm 4,2 ym
(250 + 275) mm 4,7 ym
(275 + 300) mm 5,0 ym
gltebokosciomierze czujnikowe o wartosci dziatki (0 +10) mm 0,6 pm S 1IDI16
elementarnej 0,001 mm (0 + 20) mm 0,7 pm
(0 + 50) mm 1,0 pm
gltebokosciomierze czujnikowe o wartosci dziatki (0= 20) mm 1,6 ym S IIDI16
elementarnej 0,01 mm (0 + 50) mm 1,8 pm
giebokosciomierze czujnikowe o rozdzielczosci (0 + 20) mm 1,0 ym S 1IDI16
0,001 mm (0 = 50) mm 1,2 pm
gtebokosciomierze czujnikowe o rozdzielczosci (0 + 50) mm 7,2 ym S 1IDI16
0,01 mm
grubosciomierze czujnikowe z czujnikiem (0= 5) mm 0,6 um S IIDI14
o wartos$ci dziatki elementarnej 0,001 mm
grubos$ciomierze czujnikowe z czujnikiem (0= 20) mm 1,3 um S IIDI14
o wartosci dziatki elementarnej 0,01 mm (0 + 50) mm 1,5 um
grubosciomierze czujnikowe z czujnikiem (0 + 5) mm 1um S /D14
o rozdzielczos$ci 0,001 mm (0= 50) mm 1,3 pm
grubos$ciomierze czujnikowe z czujnikiem (0 + 50) mm 6 pm S IIDI14
o rozdzielczosci 0,01 mm
pier§cienie wzorcowe (1+14) mm 0,8 pm S 1IDI12
(14,1 + 280) mm 1,6 um
macki do pomiaréw zewnetrznych (0 + 100) mm 2 pm S 1IDI17
macki do pomiaréw wewnetrznych (2+ 100) mm 2pm S 1IDI17
(101 + 180) mm 3um
sprawdziany tloczkowe (0 + 40) mm 0,8 ym S 1/DI20
(40 = 60) mm 0,9 pm
(60 + 80) mm 1,1 ym
(80 + 100) mm 1,2 ym
ptaskoréwnolegte ptytki interferencyjne do 80 mm 1,5 ym S /D19
- odchytka od dtugos$ci nominalnej
dalmierze laserowe (0+5)m 0,9 mm S 1/IDI22
(0+30)m 1,0 mm
mierniki do pomiaru grubos$ci powtok (0 + 24) pm 1,6 ym S 1/D/23
(0 = 500) um 1,9 um
(0 + 1600) pm 2,5 pm
grubosciomierze ultradzwigkowe (0,5 + 75) mm 2,5 ym S 1/DI23
(0,5 + 100) mm 3,0 ym
folie wzorcowe (0 + 4) mm 42 +12° Lum S 1IDI25
gdzie L - grubos¢ folii
wyrazona w mm
wzorce schodkowe do grubosciomierzy (0,5 = 100) mm 3 um S 1/D/32
ultradzwiekowych
przyrzady suwmiarkowe specjalne: S 1IDI28
spoinomierze suwmiarkowe
- spoiny na plaszczyznie (0+10) mm 0,01 mm
- spoiny w narozach (0+10) mm 0,02 mm
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. . . Niepewnos$¢é Kat. :
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. Metoda pomiarowa
spoinomierze S 1/D/28
- wysokos$¢ spoin czotowych (0+15) mm 0,06 mm
- wysoko$¢ spoin pachwinowych (0 + 20) mm 0,06 mm
- grubo$¢ spoin pachwinowych (0= 15) mm 0,12 mm
- szeroko$¢ spoin czotowych (0 + 60) mm 0,06 mm
- glebokos$¢ podciecia (0 +10) mm 0,028 mm
- szerokos$¢ szczeliny (0+10) mm 0,12 mm
transametry (0 + 150) mm S 1/DI29
zakres czujnika: + 140 pm 0,4 pm
wateczki pomiarowe S 1IDI21
- do gwintow (0,170 + 6,350) mm 0,3 um
- do két zgbatych (1,7 + 17,0) mm 0,3 ym
- do otworéw (0,05 + 30) mm 0,3 pm
mikrometry laserowe (0 + 25) mm 0,35 um S,P 1/D/31
sprawdziany gwintowe trzpieniowe walcowe (1+100) mm 3,3 um S 1/D/43
sprawdziany gwintowe pier$cieniowe walcowe (14 = 90) mm 3,2pum S 1IDI37
wzorce nastawcze do wymiaréw zewnetrznych (0 + 100) mm 0,7 pm S 1/DI34
(100 + 200) mm 2,1 pym
(200 + 300) mm 2,8 pm
(300 + 400) mm 3,4 um
(400 + 500) mm 3,5 um
przedtuzacze do $rednicéwek mikrometrycznych (0+ 100) mm 0,7 um S 1/DI39
dwupunktowych (100 + 200) mm 2,1 um
(200 + 300) mm 2,8 um
(300 + 400) mm 3,4 pm
(400 + 500) mm 3,5 um
kat
katowniki 90° dwuramienne dtugos$¢ ramienia: S IID/I8
(40 + 500) mm 3 pm
katomierze uniwersalne cyfrowe (0 + 360)° 1,2' S 1/DI9
katomierze uniwersalne analogowe (4 x 90)° 3 S 1ID/I9
przyrzady suwmiarkowe specjalne S 1/DI28
spoinomierze suwmiarkowe
- kat spoinomierza (0 + 160)° 3,3
spoinomierze S /D28
- kat ukosowania (0 + 160)° 0,58°
poziomnice linialowe S 1IDI27
- btad wartosci dziatki elementarnej (0+ 1) mm/m 0,0033 mm/m
- btad ustawienia wskazania zerowego 0,14 dz.elem.
poziomnice cyfrowe +90° 0,05° S 1/DI33
ditugos$¢ (geometria powierzchni)
ptaskie plytki interferencyjne S 1IDI7
- odchytka ptasko$ci @ do 80 mm 0,04 ym
ptaskoréwnolegte plytki interferencyjne S 1/D/19
- odchytka ptaskosci do 80 mm 0,06 pm
- odchytka réwnolegtosci 0,14 pm
pltyty pomiarowe (250 x 250 + 630 x 400) mm 1,4 pm S,P 1/DI30
- odchylenie od ptaskos$ci (1000 x 630 + 2500 x 1600) mm 3,1 pym
profilometry stykowe Pt: (0 +12,03) pm 0,056 ym S,P 1/D/I42
(0+0,062) pm 0,008 pm
(0 + 0,300) pm 0,010 pm
Ra: (0 +0,574) ym 0,010 ym
) (0 +0,66) um 0,030 pm
(0 + 0,96) pm 0,048 um
(0 +2,77) pm 0,143 ym
(0+ 0,93) pm 0,028 pm
Rz: (0 + 3,010) pm 0,191 ym
(0 + 9,67) pm 0,520 ym
Rmax: (0 + 3,02) ym 0,092 pm
napiecie DC
mierniki napiecia analogowe (0,1 + 60,0) mV 0,007 mv S IEN
mierniki napigcia cyfrowe (60 + 200) mV 0,012 %
multimetry (0,2+4,00V 0,007 %
(4+20)V 0,005 %
(20 + 1000) V 0,007 %
mierniki parametréw sieci energetycznych (40 = 200) V 3,0% S IEI2
(200 + 500) V 1,4%
(500 + 1000) V 1,2%
prébniki przebicia (40 +200) V 3,0% S El4
(200 + 500) V 1,4%
(500 + 1000) V 1,2%
(1+6) kv 1,5%
kalibratory (0 + 60) mV 0,0018 mV S IEI3
zasilacze (0,06 = 100) V 0,003 %
Zrédta wzorcowe (100 + 1000) V 0,005 %
mierniki napiecia analogowe (0,1 +20)V 0,01V P I/EN
mierniki napigcia cyfrowe
multimetry
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 045
. . . Niepewnos¢ Kat. .
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. Metoda pomiarowa
prad DC
mierniki pradu cyfrowe (1+100) pA 0,07 pA S IEN
mierniki pradu analogowe (100 + 300) pA 0,07 %
multimetry (0,3 + 200,0) mA 0,03 %
(0,2+2,00A 0,05 %
(2+30)A 0,09 %
mierniki cegowe (4=18)A 0,20A S IIEN
(18 + 160) A 1,1%
(160 + 1500) A 0,8 %
mierniki pradu analogowe (0,2 + 20) mA 0,02 mA P IEN
mierniki pradu cyfrowe
multimetry
mierniki parametréw sieci energetycznych (1+30) mA 0,5 mA S IIEI2
(prad ciagto$ci obwodu) (30 = 320) mA 1,6 %
kalibratory (0=1)mA 0,5 pA S IEI3
zasilacze (0,001 +1) A 0,05 %
generatory (1+3)A 0,15 %
Zrédta wzorcowe
napiecie AC
mierniki napiecia analogowe f=(30+44)Hz S IIEN
mierniki napigcia cyfrowe (1+17) mv 0,18 mV
multimetry (17 + 34) mV 1,1%
mierniki parametréw sieci energetycznych 34mv:20V 0,7 %
(20 + 1000) V 0,3 %
f=(45+999) Hz
(1+ 50) mv 0,08 mv
(50 + 1000) mV 0,16 %
(1+1000) V 0,12 %
f=(1,0+19,9) kHz
(1+10) mV 0,09 mVv
(10 + 60) mV 0,9 %
60mvV =20V 0,3 %
(20 £ 700) V 0,7%
= (20 + 50) kHz
(1+9)mv 0,2 mV
Imv:2V 2,4%
(2+20)V 3,7%
kalibratory f=45Hz + 20 kHz S IEI3
zasilacze (1+100) mV 0,05 mV
generatory (0,1 +750) V 0,25 %
Zrédta wzorcowe
prad AC
mierniki pradu cyfrowe f=(30+44)Hz S 1EN
mierniki pradu analogowe (10 + 110) pA 1,0 pA
multimetry 110pA+20A 0,9 %
f=(45+ 99) Hz
(5+ 100) pA 0,5 uA
100 pA + 20 A 0,5%
f=(100 + 999) Hz
(5+100) pA 0,5 pA
100pA+2A 0,5%
(2+20)A 0,8 %
mierniki cegowe f=50Hz S IIEN
(4+18)A 0,20 A
(18 + 160) A 11%
(160 + 1000) A 0,8 %
mierniki parametréw sieci energetycznych (prad (20 = 190) ms S IEI2
testeréw RCD) (3+10) mA 0,70 mA
10mA+3A 7,0 %
(0,19 + 1,00) s
(3+10) mA 0,18 mA
10mA+3A 1,8 %
rezystancja DC
mierniki rezystancji analogowe (0,1 + 30,0) Q 0,060 Q S IIEN
mierniki rezystancji cyfrowe (30+75)Q 0,20 %
multimetry (75 + 250) Q 0,10%
(250 + 1000) Q 0,050 %
(1+5)kQ 0,036 %
5kQ+1MQ 0,032 %
(1+10) MQ 0,040 %
(10 + 100) MQ 1,3%
100 MQ =+ 2 GQ 28%
(2+10) GQ 6,0 %
punkty state:
0,00Q;0,1Q;1,0Q;10Q 0,010 Q
100 Q 0,014 Q
1kQ; 10 kQ; 100 kQ 0,013 %
1MQ 0,00018 MQ
10 MQ 0,0055 MQ
100 MQ 0,5 MQ
1GQ 24 MQ
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Obiekt wzorcowania Zakres pomiarow Nispswnosé Kat. Metoda pomiarowa
P y pomiaru CMC Lab.
mierniki rezystancji petli zwarcia (1+6)Q 0,06 Q S EI2
mierniki parametrow sieci (6+10)Q 1,0 %
(10 + 1000) Q 0,6 %
mierniki rezystancji uziemienia (0,3+6)Q 0,06 Q S 1[EI2
mierniki parametrow sieci (6+10)Q 1,0 %
(10 + 1000) Q 0,6 %
mierniki parametréw sieci (0,2+10,0) Q 0,06 Q S [EI2
(rezystancja ciagtosci obwodu) (10+20) Q 0,60 %
100 Q, 1000 Q 0,35 %
mierniki rezystancji izolacji napigcie pomiarowe do 1 kV 0,2 % S I[EI2
mierniki parametréw sieci 10 kQ + 5 MQ 1,3%
(5+ 100) MQ 28 %
100 MQ + 2 GQ 6,0 %
(2+10)GQ
prébniki przebicia napigcie pomiarowe do 1 kV 0,2 % S I[E/4
10 kQ + 5 MQ 1,3%
(5+ 100) MQ 28 %
100 MQ + 2 GQ 6,0 %
(2+10)GQ
kalibratory rezystancji (0+10)Q 0,002 Q S IEI3
rezystory state (10 + 100) Q 0,02 %
rezystory regulowane (0,1 + 100,0) kQ 0,01 %
wzorce rezystancji (0,1 + 10,0) MQ 0,04 %
(10 + 100) MQ 0,1 %
pojemnos$é
mierniki pojemnosci punkty state (1 kHz): S IEN
multimetry 10 nF, 20 nF, 50 nF, 100 nF, 1 pF 1,0%
10 yF 1,1 %
wysokie napiecie i prad
napiecie DC: (0,1 + 6) kV 1,5% S I[EI4
prébniki przebicia
mierniki napigcia przebicia
Zrédta wzorcowe
zasilacze
napigcie AC: f=50Hz 1,5% S [El4
prébniki przebicia (0,1 + 6) kV
mierniki parametréw sieci
zrédta napiecia
testery bezpieczeristwa elektrycznego
elektryczna symulacja wielkos$ci
wskazniki (mierniki) temperatury w tym 0,16 °C S T3
regulatory temperatury
przetworniki temperatury (-270 + 1760) °C 4 03°C P
symulatory temperatury wspétpracujace ’
z czujnikami termoelektrycznymi
wskazniki (mierniki) temperatury w tym 0,06 °C S T3
regulatory temperatury
przetworniki temperatury (-270 + 850) °C 4 02°C P
symulatory temperatury wspétpracujace !
z czujnikami rezystancyjnymi
czas (przedziat czasu)
mierniki parametréw sieci (20 + 390) ms 1,2ms ‘ S | IIEI2
(390 + 1000 ) ms 9,0 ms
czestotliwosé
mierniki czestotliwosci analogowe (3 +30) Hz 0,05 % S IIEN
mierniki czestotliwosci cyfrowe 30 Hz + 1 MHz 0,01 %
multimetry
mierniki parametréw sieci
sita
maszyny wytrzymatosciowe do préb statycznych (0,1 +1100) N 0,051 % " S I1si2
do sit $ciskajacych i rozciagajacych 0,1%" P
maszyny wytrzymatosciowe do préb statycznych (0,002 + 500) kN 0,12 % 2 S,P I1si2
do sit Sciskajacych (300 + 1600) kN 0,24 %2
maszyny wytrzymatosciowe do préb statycznych (0,002 + 600) kN 0,12 %2 S,P I/si2
do sit rozciagajacych
sitomierze do sit $ciskajacych i rozciagajacych (0,1 +1100) N 0,05 % " S 11Si4
01%" P
sitomierze do sit $ciskajacych i rozciagajacych (0,002 + 100) kN 0,12 % 2 S,P 1/S14
ekstensometry (zamontowane w maszynach (0 + 300) pm 0,4 ym S,P 1/SI5
wytrzymato$ciowych do préb statycznych) (300 + 20000) pm 1,3 pm
(20 + 1300) mm 0,42 %
moment sity
momentomierze (0,2+ 0,5) N'm 0,2% S 1I1SI3
przetworniki momentu sity (0,5+ 1000) N-m 0,1 %
(0,2 + 0,5) N-m 0,2 % P
(0,5 + 1000) N-m 0,15 %
klucze dynamometryczne (0,2 +2000) N-m 0,6 % S,P sn
wkretarki dynamometryczne
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. . . Niepewnos$¢ Kat. :
Obiekt wzorcowania Zakres pomiarowy pomiaru CMC Lab. Metoda pomiarowa
wilgotno$¢ wzgledna
higrometry 70 %rh 1,8 %rh S IWI1
termohigrometry dia 10 °C 0,16 °C
(30 = 85) %rh 1,3 %rh
dla 22 °C 0,16 °C
57 %rh 1,3 %rh
dla 42 °C 0,16 °C
komory klimatyczne (70 + 95) % rh 2,0%rh S,P 1IW/2
w zakresie temperatur
(10 £ 20) °C
(35+97) %rh 2,0%rh
w zakresie temperatur
(20 + 40) °C
(20 + 80) % rh 2,0%rh
w temperaturze
40°C
95 % rh 3,5%rh
w temperaturze
40°C
masa (wagi)
wagi nieautomatyczne do1g 2,6-10°% S,P 1M/
powyzej 1 g do 200 g 5-104 %
powyzej 200 g do 16 kg 1,6-10°%
powyzej 16 kg do 100 kg 10,5-10° %
powyzej 100 kg do 1500 kg 13-10° %
ci$nienie
ci$nienie absolutne (bezwzgledne) - ci$nienie (500 + 1100) hPa 0,23 hPa S IIcn
(czynnik gaz)
ci$nieniomierze elektroniczne
ci$nieniomierze sprezynowe
ci$nienie wzgledne - ci$nienie (czynnik gaz) (-2450 + 2450) Pa 0,1 %'p S 1IC/1
p - warto$¢ mierzona
ci$nieniomierze elektroniczne w Pa
ci$nieniomierze sprezynowe (-0,1+ 2) MPa 0,024 %-p S
przetworniki ci$nienia p - warto§¢ mierzona
w MPa
(-0,1 + 2) MPa 0,17 %-p P
p - warto$¢ mierzona
w MPa
ci$nienie wzgledne - ci$nienie (czynnik ciecz) 0,024 %p S ci
(2 + 70) MPa p - warto$¢ mierzona
ci$nieniomierze elektroniczne w MPa
ci$nieniomierze sprezynowe 0,25 %-p P
przetworniki cisnienia (2+70) MPa p - warto$¢ mierzona
w MPa
temperatura (termometria elektryczna)
termometry elektryczne, w tym elektroniczne (-40 + 100) °C® 0,4 °C S TI2
0°C 0,05°C
(0+30)°C 0,3°C
(30 + 250) °C 0,09 °C
(250 + 1100) °C 0,9°C
0°C 0,05°C P
(30 + 200) °C 0,9°C
(200 + 650) °C 1,1°C
komory termostatyczne (-40 +0) °C 0,6°C? S,P T4
komory klimatyczne (0 + 200) °C 0,5°C?
termostaty cieczowe (30 + 200) °C 1,7°C S T8
piece (30 = 1100) °C 1,3°C? S,P Ti7
czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych 0°C 0,3°C S T
i nieszlachetnych typu J, K, S (30 + 200) °C 04°C S
(200 + 1100) °C 0,9°C S
czujniki termometréw rezystancyjnych 0°C 0,05 °C S IITIs
(30 + 250) °C 0,09 °C S
temperatura (termometria radiacyjna)
pirometry (w tym pirometry radiacyjne, 0,0 °C 1,4°C S ITI6
fotoelektryczne, wielopasmowe, kamery 21°C 1,4°C
termowizyjne, bezstykowe uktady pomiaru (35+100) °C 1,6°C
temperatury) (100 =+ 200) °C 22°C
(200 = 500) °C 3,5°C
(500 + 1100) °C 4,2°C
(35 +100) °C 2,0°C P
(100 = 200) °C 27°C
(200 = 400) °C 4,9°C
(400 = 500) °C 6,2°C
(500 + 1100) °C 4,4°C
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Niepewnos$¢ pomiaru CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie rozszerzenia
ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzgledng i dotyczy procentowego
udziatu w wartosci wielkosci mierzonej. W pozostatych przypadkach CMC wyrazona jest w jednostkach
wielkosci mierzonej.
" Przy uzyciu obcigznikéw wzorcowych.
2 Przy uzyciu sitomierzy wzorcowych klasy 0,5.
3 Wartos¢ niepewnosci pomiaru CMC dotyczy pojedynczego punktu w przestrzeni pomiarowej obiektu
wzorcowanego.
49 Wzorcowanie z zastosowaniem odpowiednich dokumentow normatywnych lub innych,
jednoznacznie zidentyfikowanych w $wiadectwie wzorcowania.
5  Wzorcowanie w komorze klimatyczne;j.
6)  Czujniki wzorcowane przy uzyciu gtowicy mikrometrycznej.
7} Czujniki wzorcowane przy uzyciu przyrzgdu do wzorcowania czujnikow.
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 045

Status zmian: wersja pierwotna — A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
DZIALU AKREDYTACJI
WZORCOWAN
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